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및 수평분무를 이용한 분무건조방식의 Clean Counter Flow 
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본 연구에서는 초음파 노즐을 이용한 고농도의 미세입자를 생성할 수 있는 분무건조방식의  
입자발생장치를 제작하였다. C 와 수직방향의 스프레이를 사용하는 기o-current sheath flow
존의 분무건조 입자발생장치와 달리 본 연구의 입자발생장치는 입자생성효율을 높이기 위하
여 와 결합된 가 있는 수평방향의 스프레이를 이clean counter flow co-current sheath flow
용하였다 를 이용하여 수치해석을 통해 입자의 손실을 최소화 할 수 있는 . ANSYS Fluent
스프레이와 유량을 결정하였다clean counter flow .
입자 생성 효율 및 크기분포는 실리카 입자 콜로이드 현탁액 및 수용액을 사용하였다 KCl . 
드라잉챔버 벽에서의 입자 손실은 와 결합된 를 clean counter flow co-current sheath flow
사용하였을 때 최소화 되었으며 입자의 수농도는 를 사용하지 않았을 때 , clean counter flow
보다 배 더 높게 측정되었다 또한 새로 제작한 분무건조방식의 입자발생장치에서 생성되2.4 . 
는 액적의 크기를 애토마이저와 비교하였을 때 새로 설계된 에어로졸 발생기는 최대 , 8 mµ
의 입자를 생성 할 수 있으며 생성 된 입자의 농도는 약 이상으로 측정되었다500 # / cc . 

Fig 1. Schematic diagram of the horizontal injection spray dryer
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